
論文 / 著書情報
Article / Book Information

題目(和文) シリコンヘテロ接合太陽電池応用に向けたSiH4-freeプロセスとしての
スパッタ法に関する研究

Title(English) Study of sputtering technology as a SiH4-free process for silicon
heterojunction solar cells

著者(和文) 白取優大

Author(English) Yuta Shiratori

出典(和文)  学位:博士(工学),
 学位授与機関:東京工業大学,
 報告番号:甲第11813号,
 授与年月日:2022年3月26日,
 学位の種別:課程博士,
 審査員:宮島 晋介,伊原 学,中川 茂樹,間中 孝彰,山田 明,大平 圭介

Citation(English)  Degree:Doctor (Engineering),
 Conferring organization: Tokyo Institute of Technology,
 Report number:甲第11813号,
 Conferred date:2022/3/26,
 Degree Type:Course doctor,
 Examiner:,,,,,

学位種別(和文)  博士論文

Category(English)  Doctoral Thesis

種別(和文)  審査の要旨

Type(English)  Exam Summary

Powered by T2R2 (Science Tokyo Research Repository)

http://t2r2.star.titech.ac.jp/



